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Ao

(57) Abstract: The invention relates to a
dual technology (confocal and intererometric)
optical profilometer for the inspection and
three-dimensional measurement of surfaces. The
invention comprises: a light source (LED), beam
splitters (at least one of which is polarising), means
for generating light patterns (LCoS microdisplay),
and interchangeable microscopic lenses in the form
of standard lenses with which confocal images can
be obtained and interferometric lenses with which
interferometric images can be obtained. According
to the invention, the microdisplay can generate
a sequence of light patterns in order to obtain
confocal images or a total aperture of all of the light
pixels in order to obtain interferometric images.
The inventive profilometer is of compact design,
which enables the fast and contactless measuring
of the form and texture of any type of surface in the

micro- and nanometric scale, including structured
or stratified samples containing different materials.

(57) Resumen: Comprende una fuente de luz
(LED), unos divisores de haz (por lo menos uno es
polarizante), y medios de generacién de patrones
de iluminacién (microvisualizador LCOS) vy
objetivos microscdpicos intercambiables que son
objetivos convencionales con los que se pueden
obtener imédgenes confocales
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y objetivos interferométricos con los que se pueden obtener imédgenes interferométricas. El microvisualizador puede generar una
secuencia de patrones de iluminacién para obtener imagenes confocales o una apertura total de todos los pixeles de iluminacién
para obtener imagenes interferométricas. Presenta un disefio compacto que permite la medida rdpida y sin contacto de la forma y
la textura de todo tipo de superficies a escala micro y nanométrica, incluso en muestras estructuradas o estratificadas que contienen
materiales diferentes.



